Приложение № 1
к проекту договора
      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на поставку Вакуумной установки «КРАУДИОН-М1-11/2» 
для  нанесения наноструктурированных покрытий, в  составе:
1. Назначение
Вакуумная установка «КРАУДИОН-М1-11/2» предназначена для  нанесения наноструктурированных покрытий.

2. Состав оборудования установки и характеристики 
Вакуумная  Установка нанесения наноструктурированных покрытий «КРАУДИОН-М1-11/2» должна включать в себя следующее, связанное функционально в технологический процесс, оборудование:
	№ 
	Наименование оборудования
	Состав и технические параметры оборудования
	Кол-во, штук
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	Установка нанесения наноструктурированных покрытий «КРАУДИОН-М1-11/2» 

Стойка вакуумная
Камера вакуумная технологическая,

в том числе:

Вакуумная камера  

Система магнетронного распыления в составе:

- магнетрон РМ1-100/3-02А-3D;

- автономная лепестковая заслонка магнетрона;

- карусель

Устройство ионной очистки подложек 

Двухканальная система напуска рабочих газов: 

Система легкосъемных экранов (комплект)

Устройство регулирования скорости откачки вакуумной системы

Вакуумная система:

Модульная система подготовки и распределения сжатого воздуха («пневмоостров», Япония), в том числе:

Система водяного охлаждения

Система электропитания и управления 

Комплект техдокументации, принадлежностей и ЗИП

Форвакуумный насос, агрегатированный с молекулярно-адсорбционной ловушкой, вакуумными клапанами и датчиком давления


	а) Рама из алюминиевого профиля на регулируемых опорах, с защитными панелями (порошковая окраска), с замками

б) Габаритные размеры (длина×ширина×высота): не более 1100×800×1500 мм, вес – не более 250 кг

в) Без отдельно стоящей стойки питания и управления

а) Электрополированная камера из нержавеющей стали в виде колпака Ø350÷400×h300÷350 мм со смотровым окном (кварцевое стекло), нижний фланец (плита) с откачным отверстием DN 100 ISO-F, кольцевое уплотнение – витон, вертикальный механизм подъема с электромеханическим приводом подъема. Размеры камеры обеспечивают внутрикамерную геометрию подколпачного устройства – взаимное размещение двух магнетронов и их заслонок, источника ионов, карусели, - необходимую для равномерного напыления покрытий на подложки размерами 50×50 мм (Ø70 мм).

б) Конструкция нижней плиты установки предусматривает наличие необходимых отверстий для размещения (в том числе в результате последующего дооснащения):

- магнетрона РМ1-100/3-02А-3D;

- источника ионов IST-70/1-02;

- кварцевого датчика толщины напыляемых слоев

(вакуумного ввода, водоохлаждаемого держателя кварцевого кристалла, заслоноки датчика с пневмоприводом поворота, осциллятора, ВЧ кабелей).

в) Предельный вакуум - ≤1(10-6 мм рт. ст.; время достижения предельного вакуума – не более 60 мин

а) Магнетрон с «3D-регулированием» (радиального положения, угла наклона и расстояния до подложек), диаметр мишени магнетрона (Ø100 мм) соответствует условию равномерного нанесения (с относительной неравномерностью (≤±10%) покрытий на подложках размерами 50×50 мм или Ø70 мм
б) Конструктивное исполнение: водоохлаждаемый катодный узел из нержавеющей стали, модульная сбалансированная магнитная система на Sm-Co магнитах, уплотнения – витон, медное основание для крепления мишеней Ø100 мм и толщиной h=1÷10 мм, экран и анод магнетрона из нержавеющей стали, изоляторы  – вакуумная керамика, фторопласт

в) Мощность магнетрона в режиме постоянного тока – 3.0 кВт, рабочее давление магнетрона - 1(10-3 (7.5(10-2 мм рт. ст. (0.13÷10.0 Па); ток разряда магнетрона - 0.1(5.0 А; напряжение разряда магнетрона - -400(-650 В; коэффициент использования материала мишени магнетрона – ≤40÷50%; толщина наносимых покрытий - 0.001÷1000.0 мкм; относительная неравномерность толщины слоев на подложках 50×50 мм ((70 мм) – ((±10% (напыление на соосную неподвижную подложку), магнетрон поставляется с мишенью из нержавеющей стали 
Заслонка из нержавеющей стали на 2 положения (открыто/закрыто), с возможностью отслеживания поворота магнетрона, с вводом вращения МЖУ и пневмоприводом поворота

Плоский диск из нержавеющей стали с позициями для размещения не менее  4-х подложек 50×50 мм (или Ø70 мм)  с целью напыления в режимах постоянного вращения (групповая обработка подложек) или пошагового перемещения (напыление на неподвижную подложку) с вводом вращения МЖУ и шаговым сервоприводом (режимы напыления на неподвижную подложку и групповая обработка при непрерывном вращении)

Линейный источник ионов IST-70/1-02WA/WB с холодным катодом, длина зоны равномерной обработки 70 мм. Водяное охлаждение анода, распределенная система подачи газа в источник ионов

Состав: 

- клапаны вакуумные электромагнитные, VCR, 24 В (Япония), 2 штуки;

- регуляторы массового расхода газов РРГ, 3.6 л/час, 2 штуки;

- «газовые линейки», 2 штуки, в составе каждой: 

     - входной шаровый кран;

     - фильтр 1 мкм;

     - регулятор давления (тонкая регулировка) с манометром (Корея) 

Экраны из нержавеющей стали 

Поворотная дроссельная заслонка с электроприводом поворота, на 2 положения, с возможностью регулировки степени перекрытия откачного сечения, применяется в процессах напыления при давлениях аргона до 10 Па

Состав вакуумной системы:

- насос турбомолекулярный, DN 100 ISO-К, 250 л/сек (Франция);

- преобразователь давления тепловой;

- комбинированный датчик микроПирани/холодный катод (США);

- высокоточный датчик давления Баратрон (емкостной) для контура автоматического поддержания давления газа (смеси газов) в процессе магнетронного напыления, верхний предел измерений 2 мбар (США);

- затвор вакуумный с пневмоприводом, DN 100 ISO-F, корпус из нержавеющей стали (США);

- клапаны вакуумные угловые, с пневмоприводом, DN 25 KF (Япония), 2 штуки;

- клапан напуска в вакуумную камеру, VCR, 24 В, с осушителем и фильтрами (Япония);

- трубопроводы и соединители (в том числе сильфонные) вакуумной системы

- входное устройство подготовки сжатого воздуха (фильтр, клапан плавной подачи и пр.);

- пневмораспределитель с электромагнитными клапанами 24 В

- входной клапан ручной;

- фильтр промывной, 100 мкм, с редуктором и манометром;

- коллектор распределительный;

- клапаны ручные (3 штуки);

- клапаны электромагнитные (3 штуки);

- магистрали охлаждения (3 штуки);

- реле потока жидкости (3 штуки);

- сливная воронка;

- быстроразъемные соединители и трубка (Япония)

19” отсек в каркасе вакуумной стойки, в том числе:

- входной модуль защиты и распределения электропитания;

- контроллер турбомолекулярного насоса (Франция);

- блоки питания и индикации датчиков низкого вакуума (блокировки);

- блок питания и индикации комбинированного датчика низкого и высокого вакуума (США);

- двухканальная панель питания и управления регуляторов массового расхода газов (РРГ);

- PLC контроллер системы управления, модули ввода-вывода данных и пр. (ручной и программный режимы управления с выбором и заданием параметров процесса);

- cенсорная операторская ЖК панель на регулируемом кронштейне (над поверхностью рабочего стола);

- блок питания магнетронов, 3 кВт (режимы DC, DC-pulsed, 1÷40 кГц, 0.1÷5.0 А, -650 В) со встроенным модулем дугозащиты и частотной коммутации;
- блок питания источника ионов (500÷1000 Вт);
- ПИД-регулятор контура стабилизации давления процесса;
Состав:

- кабель питания;

- техдокументация:

     - техническое описание и инструкция по эксплуатации;

     - паспорт

     - паспорта и инструкции на основные компоненты оборудования

- комплект ЗИП

а) Состав:

- насос пластинчато-роторный двухступенчатый, DN 25 KF, 5.5 л/сек (Корея);

- ловушка молекулярно-адсорбционная (цеолитовая), DN 25 KF;

- клапан вакуумный угловой, с пневмоприводом, DN 25 KF (Япония);

- клапан напуска в насос (Япония);

- преобразователь давления тепловой;

б) Расположение – вне вакуумной стойки, присоединение к вакуумной стойке при помощи сильфонного шланга DN 25 KF длиной 1 метр и кабеля питания насоса

в) Габариты – не более 700×2500×500 мм, вес – не более 100 кг
	1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1




3. Дополнительные требования

3.1. Поставка товара должна осуществляться на условиях DDP согласно ИНКОТЕРМС-2000 по адресу: 105064 Москва, переулок Обуха, д. 3-1/12, строение 6.
3.2. Требования к гарантийному обслуживанию: 
Срок гарантийного обслуживания - не менее 12 месяцев.
3.3. Требования к сервисному и постгарантийному обслуживанию: 

Изготовителем Вакуумной установки «КРАУДИОН-М1-11/2» для  нанесения наноструктурированных покрытий должна быть представлена контактная информация (телефон и адрес электронной почты), по которым можно решить вопросы гарантийного обслуживания. 
3.4. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

3.5. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта поставки и пуско-наладки Вакуумной установки «КРАУДИОН-М1-11/2» для  нанесения наноструктурированных покрытий.

   4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 2 рабочих дней после подписания договора поставок Вакуумной установки «КРАУДИОН-М1-11/2» для  нанесения наноструктурированных покрытий.

По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
5. Стоимость оборудования – 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

6. Порядок расчетов: Оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика и подписания акта сдачи-приемки оборудования в размере 100%  суммы договора путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.  

Заказчик                                                       Исполнитель
	Генеральный директор 
	Генеральный директор 

	_______________________
	________________________






